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１．概要（Summary） 

液体―気体間界面が固体表面と接する線（接触線）の

運動やそこでの界面と固体面のなす角度（接触角）は液

体の固体面の濡れを支配するだけでなく、液体界面の運

動の境界条件となって界面運動に大きな影響を与えるた

め、それらの挙動を明らかにすることはコーティングや液

滴冷却などの工学分野においてきわめて重要である。本

研究では特に固体表面の微細な凹凸や濡れ性の局所変

化による濡れ縁（接触線）および動的接触角（接触線が運

動する際の界面－固体表面の成す角）の挙動を明らかに

することを目的として行った。本プラットフォームでは上記

の目的のため、微細な凹凸を固体表面に設けるための加

工作業を行った。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 レーザー描画装置、フォトリソグラフ

ィ装置、RIEエッチング装置 

【実験方法】レーザー描画装置にてブランクマスクを作成

し、フォトリソグラフィにて試料材料である熱酸化膜付 Siウ

ェハ－に転写の後、20~1000mの間隔で配置された深

さ 100nmオーダーの溝を RIEにて作成した。加工領域

の大きさは 10mmx25mmとした。エッチングはRIEを用

い，300nmの溝深さを目標として６分のCF4エッチングで

作成した。 また凸部と凹部で粗さ等をそろえるため、レジ

スト除去後に 20sの全体の均一エッチングを行った。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

測定実験は加工試料を水槽内に鉛直に固定し、ポン

プで試料液体（エチレングリコール）を水槽に一定速度で

注入することにより、固体表面上を接触線が運動する装

置を用いて行った。Fig. 1に凹部の間隔を 200m とした

場合の接触角の時間変動の例を示す。溝のエッジに界面

が固着した際に接触角が増大し、閾値（～45度）に到達

すると固着が外れると同時に接触角は急速に低下するこ

とがわかる。溝の間隔および界面上昇の平均速度を変え

た実験により、溝の間隔が狭いほど、また界面上昇の平均

速度が速いほど、時間平均された接触角の値が増加する

ことが見いだされた。 

 

４．その他・特記事項（Others） 

本研究は大阪市立大学との共同研究である。 
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Fig. 1 Typical time evolution of the contact 

angle. 


